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magnético de ferrita.

Los planos de memoria de nicleo se constru-—
yven usualmente mediante un método que incluye los pasos
de: (1) colocar nficleos magnéticos de ferrita en una plan-
tilla que tiene casquillos para recibir los ndcleos, la
plantilla incluyendo elementos para agitar los niicleos
dentro de los casquillos y, elementos de retencidn al va-
cio para retener los nicleos en los casquillos, (2) pren-
sar el lado revestido con adhesivo de una lamina sobre los
bordes expuestos de los nicleos colocados en la plantilla
para adherir los ndcleos a la lamina, (3) levanter la li-
mina con los nlGcleos adheridos de la plantilla, (4) ros-
car alaembres a través de los nicleos adheridos a la lami-
na, (5) conectar los aléﬁbres a terminales eléctricas de
un bastidor plano de memoria, y (6) eliminar la lémina
adherida a log nicleos.

Adn cuando el método arriba descrifto para
construir planos de memoria de ntceleo ss ha aceptado comer
cialmente, el método ha requerido gran cuidado de parte -
del operarioc con objeto de evitar el desplazamiento acei-
dental de nicleos adheridos a la lamina. Cualquier despla-
zamiento ligero de los nficleos estorba grandemente y com-
plica el roscado de 10s alambres a través de los nicleos.
El problema de desplazamiento accidental de nlcleos adheri
dos se ha hecho grandemente severo ya que se estan emplean
do dimensiones cada vez més pequefias de nicleos magnéticos

con objeto de lograr la velocidad més elevada posible de fun
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cionamiente de la memoria de computadcra resultante.

3e hsn efectuado esfuerzos para evitar el despla~
zamiento zccidental de nicleos adheridos empleando adhosi-
vos que producen un énlace fuerte, rigido entre la lémina
vy los nlcleos. Tste acercamiento no ha sido exitoso ya

que dichos adhesivos fuerites, rigidos imparten esfuerzos

fisicos & los nlclecs magnéticos que afechan adversamente

(6]

las vropiededes clectromagnéticas de los nlcleos. Ademas,
una rperturbacidn accidental de los nidcleos cuando estén
rigidamente ajheridos tiende a romper los nlicleos, que c&=
tén hechos a partir des un materisl de ferrits caleinuda,
muy fragil. Ias dificultades descritas encontradas durante
la febricacién de los plancs de memoria de acuerde con el
métedo del srte anterior, se presentan tambien en el ple-
noe de memcria terminado, durante el embargue y, vozterior-
mente, durante su uso en una memoria de computadcra,

Por lo tznto, es un objeto de esta invencidn
provorcionar una conitruccibn de planc de memoria de ni-
cleo magnético y, método de comstrucciln, en el gue los
nuclecs de ferrita se reticnen en sus posiciones precisas
deseadas durante el armado del plsnc de memoria y, tambien
durante ¢l uso del planc de memoriz, de una manera gue
proteze los nlcleos del desylazamiento, vibracidtn y dafio
accidentales.,

De acuerde con uns medalidad preferida de la
invencidn, una metriz de miclec magnetico se construye me-
diante un método que incluye los pasos de: sensibilizar
una cantidad de nlecleos (que se van a incorporar en la me-
triz) con un materisl para mejorar la adhesion de los nu-

clecs =z une resine no cursda dada, cargar los nlclecs sen-
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sibiligados con sus bordes opuestos a una plantilla de
cclocacidn, que puede ser del tipo de vacio, prensar ese
lado de una lémina revestida que estd revestido con un bi-
po determinade de resina no curada sobre los bordes expues—
tos de los ndcleos sensibilizados colocados, pers adherir
los nlcleos a la misme inerustando los bordes expues tos

de 1os micleos en la resine no curada en una cantidad (es
decir, a unae profundidad) que es menor que lz distancia
radial entre las superficies externma e interna de 1os ni-
cleos pero més de aproximedsmente un cuarto de la distan-
cia radial finalmente mencionada, en donde el peso de la
resina es mayor que la profundidad a la cual se incrusten
los nlclecs en la resina; levantar ls lémina con los nu-
cleos adheridos de la plantilla; y cursr la resina que tie-
ne los nlcleos sdheridos, con objeto de producir un mate-

rial fuerte, estable que tiene una elasticidad de tipo de

“gelatina. Con este métode se proporcione una matriz en
la que una cantidad pequelle pero significativa de resina
estd presente entre la lémina de soporte y las porciones

. més cercanas de los nlcleos. Los nlicleos en la matriz re-

tenidos tenaz y elésticamente durante el tendido de slam-

bres a través de los nicleos y, durante el uso subsecuente

" de la matriz en una memoria. Debe observarse que la lémina

’ . . ¢ .
que lleva la resina puede ser substancialmente rigido, pe-

ro tambien puede ser (y de preferencia lo es) flexible.

Fn la descripeidn detallada de la invencidn que

sigue, se hace referencia a los dibujos adjuntos y que

. v . 4
forman parte de la presente especificacion, y en 1lo0s cua~-
les:

Ta Pigura 1 es un diagrema que ilustra el apara-
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to pars sensibilizar las superficies de una cantidad gran-
de de nucleos de ferrita con un sensibilizador tal como
silano polimerizado.

La Pigura 2 es un diagrama que ilustra el paso
de prensar la superficie revestida de una lémina flexible
sobre 10s nicleos retenidos en posicidn en una plantilla
al vecio.

La Figura 3 es un diagrama gue ilustra nicleos
adheridos sobre la ldmina flezible después de la remocidn
de la plantilla de vacio, ¥

La Figura 4 ez un diagrama que ilustra la adhe-
rencia de la lamina flexible gue lleva micleos adheridos
sobre un substrato rigide y, el roscado de alambres da
través de 1os nlcleos.

Jo se hace referencia a la Figura 1 para una
descripeidn de un método de sensibilizar nicleos magnebi-
cos de ferrita para asegurar su adhesidn subsecuente a
un revestimiento de hule se silicona sobre una lémina fle-
xible. Z1 apasrato mostrado incluye un vibrader 1C eléctri-
camente oOperado, convencional,un recipiente de ldiquido 12
gue descansa sobre y se hace vibrar mediante el vibrador
1C y, un recipiente de nlcleos 14 anidado sobre el recipien-
te de 1{quido 12. EL recipiente de nlicleos 14 tiecne un fon-
do perforado 16 para permitir el pasaje libre a través del
mismo de vapor desde el rccipiente de lfquido 12. F1 reci-
piente de 1{quido 12 incluye una conexidn de tuberiaz 18 a
través de la cual se suministra un gas inerte de contenido
de humedad conocido. 3e hace provisidn tambien para el
suminiztro de calor al recipiente liquido 12. El calor

puede suministrearse calentando el gas alimentado al reci-
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piente a través de la tuberia 18. Alternativamente el
miembro de soporte 19 puede incluir un elemento de calen-
tamiento para calentar el liquido en el recipiente 12.

En el funcionamiento del apearato mositrazdo en la
Figura 1, una cantidad medida, tal como 10 ce. de un liqui-
de de orgenosilicio se vierte hacia el recipiente de liqui-
do 12. El liquido preferido es un silano, especificamente
gamma-aminopropil trietoxisilano vendido por la General Ilec-
tric Co. bajo la designacidn GE-SC-3900. Cuando una canti-

dad grande de nlocleos magneticos de ferrita caleinada 15

“se coloca en el recipiente de nticleos 14 scbre el recipien-

te de 1iguido 12. Se alimenta gas de nitrogeno gue tienc

un contenido de humedad conocido & travéds del tubo 18 haeia

el recipiente de 1iguido 13, desde el cual escapa a través

del recipiente de nlcleos 14 hasta cubierta de descarga.
Puede aplicarse calor al liquido de silano 13 precalenten-

do el gas suministrado a través de la tuberia 18. La tem-

“peratura en el recipiente de liquido 12 puede ser de apro-

ximadamente 220¢ C, que puede lograrse precalentendo el gas
a una temperatura suficientemente mds elevada pars permi-
tir las pérdidas de calor en le tuberia 18. El calor apli-
cade al liquido de silano ocasiona que se vaporice y pase
en formz de vapor hacia arriba a través de 10y nuclelOs en
el recipiente de nicleos 14. Fl conjunto completo se hace

vibrar mediante el vibrador 1C con objeto de eviter que

- 1oz ntdcleos de ferrita 15 se golpeen uno con otro y para

asegurar una exposicidn uniforme de todas las superficies

de todos los nucleos al vapor Ge silano.
El espesor del revestimiento de silano deposita~

340 sobre los nicleos de ferrita 15 se determine mediante
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la cantidad de humedad presente en 10s propios nicleos y,
la cantidad de humedad presente en el gés sunministrade ba-
jo presidn al recipiente de ligquido 12 y, desde lusgo, tam-
bien de la prolOngacién de tiempo en que 1los ndcleOs se sO-
meten al vapor de silano. Los nicleos se revestirén normel-
mente hasta un espesor de probablemente unocs cuantos cien-
tos de moleculas de silano polimerizado en un periodo de
aproximadsmente 1C & 15 minutos, durante cuyo tiempo todos
los 10 ce. de 1fguide de silano se vaporizan a una tempera-
tura de 22Ce C,

Se hace ehora referencia a la Figura 2 que mues-
tra una plantilla de vacio convencional 20 que tiene cas-
quillos pars recibir los bordes de cuatro micleos en un
vatron deseado. La plantilla de vacio 2C acomodard normal-
mente un numero muy grande de ntcleos, tal como una dizpo-
sicibén de 64 x 64 niicleos, en lugar de sclamente los cua-
tro nucleos mostrados por vie de ilustracidn en el dibujo.
La plantilla de vacio inecluye pasajes internos (no ilustra-
dos) que zcoplan la conexidn de vacio 22 a los fondos de
10s casquillos reeibidores de nlicleo sobre la superficie
superior 24 de la plantilla. La plantilla de vacio 20 es-
té colocada sobre un vibrador (no ilustrado) de modo que
los nlclens en massa vertidos sobre la superficie superior
se agilten hasta gue caigan 2l azer dentre de los casqui-
llos y después se reticnen en su lugsr mediante el vacfo.
Los casquillos en la plantilla de vacio 2C egtén dimensio-
nados para recibir les ndcleos hasta una profundidad igual
a aproximadamente la mitad dc su didmetro exterior.

5 de que los nlclecs han sido colocados

O~
(]

Despue

en los casquilles en la plantilla de vacio 2C tal y cocmo

- 379488
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se muestra en la Figura 2, una lémina flexible 26 revesti-
da con una resina 28 se enrolla en revestimiento sobre los
bordes expuestos de los nicleos colocados en la plantilla
20,

La lémina flexible 26 puede ser una lémine de
tela de vidrio o cinta predimensionada con una mezcla de
un caucho no curado y una imprimacidn de silano reactivo.
La lémina 26 puede tener un espesor de aproximadamente
0.0508 milimetros, Por otra parte, pusden usarse léminas

flexibles semejantes construidas de pléstico tal como

"Mylar", o metel flexible delgado. La lémina 26 es sufi-

cientemente flexible para acomodar ligeras variaciones en

las altures de los nlcleos en la plantilla 20, debide a que

los nlocleos son normalmente de didmetro muy pequeiio, tal

como 0,762 milimetros o menos y, la plantilla de coloca-

’ 7 .
cion de vacio 20 nc puede construirse econdmicamente con

~dicho alto grado de precisidn planar como para acomodar

una hoja plana rigida 26.

La lémina flexible 26 esté revestida con una re~
gina no curada, que es de preferencia un caucho de silico-
na no curado, especificamente, caucho de silicio de dime—

tilo vendido por la Dow Corning bajo la designacién "Mod.

198" y, vendido tambien por General Flectric Co. Una for-

« 7 o »
mulacibén tipica es como sigue:

100p prepolimero de hule de silicona de diamebi-
lo (relleno con sflice shumada)

5,25p. perdxido de benzoilo, 50 % active en flui-
’ 0 de silicona.

0-10p returdadcr de llame (tridxido de antimonio)

0-5p pigmente (didxido de titanio)

-o- 379488
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El espesor del revestimiento de caucho de silico-
na 28 sobre la lémins flexible 26 se hace para ser de apro-
¥imadamente lz mitad del espesor de pared radial de los
nucleos, es decir, la distancia radial entre las superfi-
cies externa e interna de los ndcleos. Un espesor de reves—
timiento de agroximedamente C,U889 milimetros es apropie-
do cuando los ntclecs tienen un difmetro externo de 0,762
milimetros y un difmetro interior de 0,4572 mil{metrcs,
en cuyc casc el espesor de psred radial es de 0,1524 mild-
metros. EL grado de inerustamiento de los nlcleos puede
estar de la escala de un cuarto de, hasta la cantidad com-
vleta de, €l espesor de pared radial, 3in embarge, debe
tenerse cuidade de que el incerustamientc no exceda de la
cantidad completa del espesor de pared, en cuyo caso 10s
agujeros en 1log nficleos no esterfan completamente expues-
tos pars el roscado de slambres a través de los mismos.

Un revestimiento de caucho de silicona 28 que
tiene un espesor de C,0889 milimetros tembien es arropia-
do para usarse con nucleos que tienen un didmetro exterior
de'0,508 mil{metres y un didwmetro interior de 0,3048 mili-
metres. En este case, el espesor de pared radisl es de
0,1016 milimetros y, los nicleos pueden incrﬁstarse aproxi-

adamente tres cuartcs del espesor de pared radial, o

G, U762 milimetrcs, dentro del revestimiento de caucho de

0,0869 milimetrcs de espesor. Los grados descritos de in-
crustamiento dejan un espesor pequeilio, pero significativo,
del revestimiento de caucho de silicona 28 entre la lami-
na flexible 26 y los bordes perifericos més cercancs de
los ntecleos, mediante lo cual los nlcleos estan montados

més eldsticamente de 10 que seris el caso si las periferias

-9- 379488
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de nicleo tocaran la lémina flexible 26,

Después de que la lémina flexible 26 se enrdlla
en revestimiento sobre los bordes expuestos de los nlicleos
de ferrita retenidos por la plantilla de vagio tal y como
se muestra en la Figura 2, el grado deseado de incrustacidn
de los nlcleos dentro del revestimiento de caucho de sili-
cona 28 se logra aplicando una fuerza descendente de apro-
ximadamente 0,703 kgs. por centimetro cuadrado sobre la

lémina flexible 26. Esta fuerza puede aplicarse al lado

“superior de la lémina flexible con un rodillo o una accién

de fretamiento mediante los dedos enguantados de un opera-

.rio. La incrustacidn deseada de los micleos puede facilitar-

‘se empleando el vacio aplicado a la plantilla de vacio 20

para atraer la lémina flexible 26 hacia sbajo a los nlcleos.

Cuando se emplea el vacio, es deseable frotar tambien la

superficie superior de la lémina flexible 26 para imypulsar

"le lémine contre los ndcleos. Sin embarge, uno o el otro,

0 ambos, de los métodos descritos puede emplearse pars ase-
gurer la incrustacidn uniforme deseadg de los nlcleos en la
resina no curada 28.

Le lémina flexible 26 con nfcleos incrustados y

adheridos se levante tembien fuera de la plantilla de vacio

20 y se veltea sobre 1os nicleos verticales como se muestre

en la Pigura 3. Los nicleos ese muestran incrustados en la

resina no curada 28 en una centidad igual a aproximedamen—
te la mitad de la distancia radial entre las superficies

- externa e interna de los nlcleos. Con sste grado de incrus-

. 74 > 4 v -
tzcibn, 1os agujercs en los nlcleos estén suficientemente

“arriba de la superficie del revestimiente de resina 28 vara

facilitar el roscade de alambres a través de los nmicleos.
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La lémina flexible con nacleos adheridos como se muestra

[T
f%ﬁé%ﬁ?

en la Pigura 3, se coloca en un horno para curar la resina
o caucho de silicona 28. La polimerizacidn del cauche de
silicona se logra de preferencia manteniendo la lémina con
nicleos adheridos en un horno a una temperatura de arroxima-
damente 1552 C durante alredsdor de una hora.

Después de gue el conjunto mostrade en la Figura
3 se ha separado del horno y se ha dejado enfrisr, los
nmicleos se cclocan de manera vrecise en una forma extrema-
damente flexible, dursble y eléstica. Es deeir, los nlclens
vueden rerturbarse crensando wn dedo o un objeto contra
los nlUcleos ocasionsndo que se doblen hacia zbajo de meodo

lanas estén paralelas con la superfi-

gue sus superficie

&

cie del rcvestimiento de caucho de silicona 28. Al separar
la fuerza de deformacibn, los nlcleos resortean soclamente
a2 sus posiciones originales determinadas precisamente. La
1dmina flexible 28 puede enrollarse o deformarse de otra
manera sin cambisgr las posiciones preciszs de los nlecleos.
E1 conjunto como se muestra en la Pigura 3 se
adapta para roscado de alambres & través de los nlcleos,
va sea en la forme mostrada en la Figura 3 o, desvués Ge
adherirse a un substrato rigido como se muestra en la Fi-
gura 4. ¥n la Pigurs 4 un substrato rigido 3C incluye ter-

minales de conecter clectrico 32 dispuestas alrededor de

la periferia. El substrato 30 estd provisto con un adhesi-

vo 34, que se arlica de preferencia al drea deseada del subs—
trato rociando a través de una méscara. Fl adbesivo 34 es

de prefercncie un adkesive de un componente, de siliccna

que desprend: etancl, de curacidén en humedad.

Fl lado de la lémina flexible 26 opuesta del la-

" 3709488
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do que lleva los micleos magneticos se enrclla en revesti-
wiento sobre el adhesivo 34 en el substrato rigido 30. Ia
eccincidencia entre 1os nitcleos y las terminales elédctricas
32 se asegura empleando una disposicidn apropiada de pasa-
dor de sufa. El fondo de la lawina flexible 26 se prensa
hacia contacto firme con el adhesivo 34 haciendo pasar un
rodillo de hule suave o de espenja scbre la parte supsrior
de la lémina flexible 26 y sobre los micleos incrustados en

la misma. El rodillo ocasiona un desylagzamiento temporal
i P

de 1los nicleos sobre los que pasa, pero los ndcleos estén

asegurados de forma tan elastica que resortean nuevamente

. . . .. Y 4
a sus posiciones correctas inmediatamente despues de gue

‘pasga sobre ellos el rodillo.

Después de gue la lémine flexible 26 con micleos

" adheridos se asegura mediante adhesive 34 al substrato ri-

~gido 30, 1o0s alambres 40 se roscan en varias direcciones

a través de los micleos. El montaje eldstico de los ndcleos

‘facilite grandemente el roscado de leos glambres. Cada alam—

bre usado tienc unz Y"aguja! relativamente tiesa en el extre—

mo delantero que se hace passer 2 través de los nidcleos,
Los nlcleos estdn montados tan elisticamente que momentd-

neamente adaptan su posicidn para recibir uns gguja ligera-—

mente mal dirisgida. Bsta facilitacidn del roscado de un
, -~

4

alambre a través de 1los niicleos estd tambien acompeafiada

_con una reduccidn significativa en el peligro de ruptura

del ndcleo o daiio durante el roscado del alambre.
Después de que los alambres 40 se recscan a tra-
vés de los nidcleos, 1os extremosz de los alambres se conse-

tan eléctricamente mediante soldadura o de otra manera a

las terminales periféricas 32, El produgto final resultante

.. 970488



es un conjunto planc de nicleo de memoria magnetica de fe-

rrita aprepiado para combinacidn con otros planos semejan—

tes dentro de una uila de memoria que, con 1z adicidn de

medios electrénicos de impulsidén y percepeidn, constituye
5 una memoria de comnutadorsa.

Zl revestimiento de caucho de silicona 28 y la
lémina flexible 26 permanecen comoe una parte permanente,
integral del producte de memnria final. Los ntcleoz indi~
viduales ostdn protegides de vibracidn y daiio consecuente

1o er el embargue y, postericrmente en el uso de un sistema
de memeria. Los nlcleos estén resitringidos mediante los
alsmbres que pesan a través de ¢llos, pero esta restriceidn
permite un movimiento no descado de los nicleos en los
alambres. §in embargo, en la construceidn de conformidad

15 con esta inveneidn, los bordes de los nlGcleos incrustados
en ¢l cauche de silicona oroporcionan una restriccibn adi-
cionzl muy eléstica en los micleos de modo gque se ovita
efectivamente cualquisra vibracién no deseable y, atn, estan
libres para moverse en una pequeils cantidad en el procedi-

20 miento de abzorber un chogue o adaptarse a efectos de ex—
nansidn y contraceidn térmica.

E1l revestimiento de hule de silicona 28 en el
que se incruatan los nuelens es guimicamente inerte y no
sc afecta por loz solventes fuertes empleados normalmente

25 para desgrasar un planc de memoria armade para eliminsr
todos log vestigiecs de flujos de soldadura y materiales
de contuminacidn. Ademds, el hule de silicona es fisica-
mente eldstico sobre una escala muy amplia de temperatura
ambiente, tal como de -552 a 1125¢ C.

30 Ia presente solicitud gue corresponde a la pre-

25.4.70 | - 13 - 379488



sentada en Estados Unidos de América, el 16 de Mayo de
1.969 con el numero 825.298 se acoge a los beneficios del

articulo 51 del vigente estatuto sobre Propiedad Industrial.

Los puntos de invencidn, propia y nueva, que se

10 . presentan para que sean objeto de esta solicitud de Paten-
te de Invencién en Espafia, por VEINTE afios, son los siguien-
tes:

12,~ Un método para construir una matriz de ni-
cleo magnético, que incluye los pasos de: cargar 1os ni-

15 cleos con bordes expuestos en una plantilla de colocacidn,
prensar el lado de una lémina revestida con material adhe-
sivo sobre los bordes expuestos de los nicleos colocados

" con objeto de adherir los ndcleocs a la misma y, levantar
le lémina con nicleos adheridos de la plantilla; y los pa-

20 sog adicionales de: sensibilizer una cantidad de nlicleos

. de ferrita calcinasdos antes de su insercidn en la plantilla
con un material que mejora la adhesidn de los nicleos a
una resina no curada dada, proporcionar como el material
adhesive en la lémins la resina no curada dada para incrus-—

25 tar los bordes expuestos de log nicleos en la misma en una

antidad menor gque le distancia radial entre las dimensio-

nes interna y externa de los nucleos, pero mayor de apro-
ximadamente una cuarte parte de la distencia radial, el

- revestimiento en la lémina teniendo un espesor mayor que

- la profundidad a la cual se incrustan los nlcleos; y curar

2554;11/70 - - 3?94@8



la regina que tiene nicleos adheridos para producir un ma

terigl fuerte, estable, que tiene una resistencia semejan
te a la gelatina.
28.~ Un método seglin la reivindicacion 1,

5 en donde el revestimiento de resina no curada sobre la

lémina flexible es caucho siliconico.

32.~ Un método segin la reivindicacidn 2,
en donde la sensibilizacidén de los nlicleos se logra so-
metiendo los nucleos a vapor de silano a una temperatura

10 elevada.

2.~ Un método segin la reivindicacidn 3,
en donde el silano es gamma-aminopropiltrietoxisilano.

52,- Un método segln la reivindicacidn 1,
en donde la lamina es una tela de vidrio.

15 62.~ Un método segln la reivindicacién 1,
¥y que comprende; ademés, el paso de: adherir permanente-
mente la superficie de la lamina opuesta a la superficie
que lleva los nlicleos a un substrato rigido de soporte
con un adhesivo.

20 72,~ Un método seglhn la reivindicacidn 6 y
que comprende, ademas, el paso de conectar los extremos
de conductores roscados a través de los nlicleos a termi-
nales dispuestas en relacidn fija al substrato de sopor-
te.

25 82.~ Un método segiin la reivindicacidn 1,

en donde los nlicleos estan incrustados en una cantidad

iﬁﬁal a aproximadamente la mitad de la distancia radial
J/entre los dijdmetros externo e interno de los nicleos.
'4

92,- Un método para construir una matriz

_ de nlicleo magnético. 37 9 l} 8 8

- 15 -



para los fines que se han especificado.

Esta liemoria consta de dieciseis hojas es-

critas a mAquina por una sola cara.

Madrid, 12 A0, 1970

P.A.

37948
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